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摘要(译)

用于头部磨损的顺应性监视器包括带有处理器的数据记录器，以及包含
固件的存储器； 传感器可能包括磁力计，加速计，陀螺仪和温度传感器
中的一个或多个。 固件适于处理传感器读数以确定将依从性监测器附接
到人的头部的间隔，并且在实施例中，适于扫描指示穿戴依从性监测器
的签名。 确定人的头戴式设备的磨损的方法包括确定在时间间隔开始时
测得的磁场与时间间隔之间的差，在头部的头侧传感器处的温度读数之
间的差。 在头戴式设备的周围和侧面，头戴式设备的加速度指示磨损，
头戴式设备的旋转指示磨损。
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